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１．概要（Summary） 

ハイドロフォンは SONAR (Sound Navigation and 

Ranging)やヘルスケアシステム等，様々な分野に応用

されているが，従来の MEMS ハイドロフォンにおい

て，圧電型ダイヤフラムを利用して振動を計測する手

法が主である．ダイヤフラムはある程度厚くしないと

破損しやすいため，比較的小さな圧力（数 Pa）を計

測することが困難であった． 

本研究では, ピエゾ抵抗型カンチレバーの構造を利

用し，カンチレバーと周りの壁との隙間を液体で封止

することで，高感度なハイドロフォンを提案した．カ

ンチレバーの隙間が十分に小さく設計すれば，液体の

表面張力の効果により，液体が隙間を通して漏れるこ

とがなく，隙間をブリッジしたような構造を作ること

が出来る．カンチレバーはピエゾ抵抗型で非常に薄く

（厚さ 300nm），変形しやすいもため，従来のダイヤ

フラム型の構造と比べて高感度に圧力の振動を計測

することができる． 

 

２．実験（Experimental） 

提案するハイドロフォンを実現するために，隙間の

サイズが異なるピエゾ抵抗型カンチレバーおよび異

なる液体（揮発性のないシリコーンオイル及び純水）

を利用して液体の漏れを評価した．また市販のスピー

カ及び市販のハイドロフォンを使用し，水中の環境で

提案するハイドロフォンの周波数特性を計測した． 

ナノテクプラットフォームが有する電子線描画装

置を活用し,ピエゾ抵抗型カンチレバーを実現した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

液体の漏れを評価した実験の結果として，理論と同

じく，ギャップが小さく，液体の表面張力が大きく設

計すれば液体が漏れにくいことが分かった． 

水中の環境で周波数特性を評価した実験から，提案

するハイドロフォンが市販のハイドロフォンと同様

な特性の波形が得られ，十分に実用可能であると考え

られている．また空気室を液体で満たした時，提案し

た構造と比べて感度が約 6 倍下がることが分かった． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究の一部は、日本学術振興会の援助を受けて行

われた.  
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